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ナノメカニクス講座（オプトメカニクス分野）

羽根　一博

HANE Kazuhiro 教授

大学院工学研究科 · 工学部 ファインメカニクス専攻 ナノメカニクス講座（オプトメカニクス分野）

出身学校

名古屋大学・工学部・電子工学科 1978年 卒業

出身大学院

名古屋大学・工学研究科・電気 · 電子工学 博士課程 1983年 修了

取得学位
工学博士 名古屋大学 1983年

略歴
1983年— 1990年 名古屋大学　助手（工学部）
1985年— 1986年 カナダ国立研究所物理（光学）部門研究員
1990年— 1994年 名古屋大学　助教授（工学部）
1994年— 1997年 東北大学　教授（工学部）
1997年—現在 東北大学　教授（工学研究科）　大学院重点化による配置換

専門分野
応用光学, 機械光学, 光デバイス

研究課題
・オプトメカトロニクスの研究
・マイクロオプティクスの研究
・光計測

学内活動
工学研究科機械電子工学専攻　専攻主任 1996年4月 － 1997年3月
東北大学ベンチャービジネスラボラトリー　ラボラトリー長 2000年4月 － 2002年3月
工学研究科機械電子工学専攻　専攻主任 2002年4月 － 2003年3月
工学研究科機械 · 知能系　教務委員長 2009年4月 － 2011年3月
工学研究科ナノメカニクス専攻　専攻長 2011年4月 － 2012年3月
工学研究科ナノメカニクス専攻　専攻長 2015年4月 － 2016年3月
工学研究科附属マイクロ · ナノマシニング研究教育センター　センター長 2016年4月 － 2018年3月
工学分館図書館長 2019年4月 － 2021年3月

学術受賞
電子情報通信学会東海支部創立５０周年記念奨励賞 Award from Tokai division of
the Institute of Electronics, Information and

1988年

[電子情報通信学会]
日本真空協会真空技術賞 Technical Award from the Vacuum Society of Japan 1992年

[日本真空協会]
精密工学会沼田記念論文賞 Numata memorial award from Japan Sociery for
Precision Engineering

1994年

[精密工学会]
精密工学会賞 Award from Japan Society for Precision Engineering 1996年

[精密工学会]
MNC 2002 Award for Outstanding Paper 2003年

[6th International Microprocesses and Nanotehcnology Coference]
大川出版賞 2003年

[大川財団]
日本機械学会船井賞 2004年

[日本機械学会]
機械学会フェロー 2004年

[日本機械学会]
Fellow of The Institute of Physics 2004年

[Institute of Physics (UK)]

ナノメカニクス講座（オプトメカニクス分野） 0 – 1



羽根　一博

日本機械学会論文賞 2005年
[日本機械学会]
平成２３年度　文部科学大臣表彰科学技術賞　（研究部門） 2011年

[文部科学省]
応用物理学会　フェロー表彰 2012年

[公益社団法人　応用物理学会]

著書

1) 超精密生産技術大系 第１巻 基本技術（執筆担当部分）マイクロマシニングの基本原理. [(1995)11月]

羽根一博

2) オプトメカトロニクスハンドブック（執筆担当部分）マイクロオプティカルセンサ（新しい展開）　計測分布へ
の応用　マイクロプローブ. [(1997)]

羽根一博, 佐々木実

3) 光でナノテク · ナノサイエンス（執筆担当部分）ナノ周期構造の光学. [クバプロ, (2002)10月]

羽根一博

4) 光マイクロマシン. [オーム社, (2002)11月]

澤田廉士，羽根一博，日暮栄治

5) Opto-Mechatronic Systems Handbook. [CRC Press, (2003)6月]

K.Hane, M.Sasaki

6) 微細加工技術 [ 応用編 ] フォトニクス · エレクトロニクス · メカトロニクスへの応用（執筆担当部分）第 3章　立
体マイクロマシニングの光MEMSへの応用　 63頁-100頁. [NTS, (2003)7月]

橋詰富博，松浦　徹，羽根一博，生田幸士，松井真二，南方　尚

7) 微細加工技術　応用編（執筆担当部分）立体的マイクロマシニングの光MEMSへの応用. [エヌ · ティー · エス,
(2003)7月]

羽根一博

8) 進化するマイクロマシン（執筆担当部分）4.光MEMS　 123頁-139頁. [日刊工業新聞社, (2004)11月]

羽根一博，平野隆之他μＭ産業化研究会

9) 光ナノテクノロジー（執筆担当部分）マイクロマシニングとは，立体的なシリコンマイクロマシニングと集積化
技術. [アドスリー, (2005)4月]

羽根一博

10) 光工学. [コロナ社, (2006)1月]

羽根　一博

11) UV-EB硬化技術の最新動向（執筆担当部分）4．MEMS　 278頁-283頁. [シーエムシー出版, (2006)3月]

羽根一博　他

12) MEMS/NENSの最先端技術と応用展開（執筆担当部分）5.フォトニック素子　 116頁-125頁. [フロンティア出
版, (2006)5月]

羽根一博　他

13) ナノオプティクス · ナノフォトニクスのすべて（執筆担当部分）3. 光MEMSの基礎　 20頁-27頁. [フロンティ
ア出版, (2006)7月]

羽根一博　他

14) Comprehensive Microsystems: Optical systems: Micro-mirrors. [Elsevier, (2007)5月]

M.Sasaki, K.Hane
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羽根　一博

15) ＭＥＭＳデバイスの加工 ·実装 ·評価技術（執筆担当部分）第２章（第１節）75頁-85頁. [技術情報協会, (2007)7月
]

羽根一博　他

16) ドライ · ウエットエッチング技術全集（執筆担当部分）第４章（第９節ＭＥＭＳにおけるドライエッチング技術）
366頁 ∼ 374頁. [技術情報協会, (2009)3月]

吉田勇喜、青山哲男、平井聖児、松本克才、高井健次、小国隆志、江田義昭、山部紀久夫、楊振、荒川太郎、
篠田和典、式田光宏、西尾英俊、石川典夫、村上豊、石井原耕一、浜口智志、花崎稔、奥村智洋、吉田典生、
今井善之、橋本泰典、浅川潔、小島章弘、斧高一、林俊雄、村上彰一、羽根一博、三田吉郎、小風豊、神保
武人、木村勲、倉持悟、竹井日出夫

17) ＵＶ · ＥＢ硬化技術Ｖ. [シーエムシー出版, (2011)7月]

西久保忠臣、竹中直巳、岡崎栄一、岡英隆、羽根一博他（監修 · 上田充）

18) 回折光学素子の数値解析とその応用（執筆担当部分）４．５．２（224頁 ∼ 233頁）. [丸善出版, (2011)12月]

監修：小舘香椎子 · 神谷武志 岩井広成、Werner Klaus, 岡恵子、岡本勝就、神谷武志、小舘香椎子、駒井友
紀、高山佳久、中山朋子、橋本信幸、羽根一博、藤野誠、渡邉恵理子

19) Optical MEMS, Nanophotonics, and Their（執筆担当部分）Chap. 10(Silicon photonic variable waveguide coupler
devices). [CRC Press, (2018)6月]

羽根　一博

研究論文

1) Competition between different excitation processes of the Cd(II) 5s22D5/2 state at low discharge currents in
the positive column He-Cd+ laser discharge. [J. of Physics D Applied Physics, 14, (1981), 587-592]

T. Goto, K. Hane and S. Hattori

2) Excitation mechanism of the Cd(II) 5s22D5/2 state in the positive column Ne-Cd+ laser discharge an
interpretation of the difference of 441.6nm laser output powers in Ne-Cd and He-Ne discharges. [Journal
of Physics D: Applied Physics, 14 (5), (1981), 1603-1612]

T.Goto, K.Hane, S.Hattori

3) Ratio of excitation-cross sections for the Cd(II) 5s22D5/2 and 5p 2P3/2 states in Cd+ion-electron collisions. [J.
of Physics D Applied Physics, 15, (1982), L47-L49]

K. Hane, T. Goto and S. Hattori

4) Excitation cross sections of Cd+ions for the upper and lower states of the CdII 441.6-nm laser line by electron
impact. [Physical Review A, 27, (1983), 124-131]

K. Hane, T. Goto and S. Hattori

5) Emission cross sections of the CdII spectral lines in e-Cd+-ion collisions. [J. of Physics B Atomic and Molecular
Physics, 16, (1983), 629-637]

K. Hane, T. Goto and S. Hattori

6) Direct-excitation cross sections for CdII low-lying excited states by single-electron impact on Cd atoms.
[Physical Review A, 27, (1983), 1844-1850]

T. Goto, K. Hane, M. Okuda and S. Hattori

7) Emission cross sections for spectral lines transiting from the CdII4d95s5p states and high-lying 4d10nl states
excited by single-electron impact on Cd atoms. [Physical Review A, 29, (1984), 111-115]

T. Goto, K. Hane and S. Hattori

8) EMISSION CROSS SECTIONS FOR THE LASER LINES OF I+ BY ELECTRON-I2-MOLECULE COLLI-
SIONS. [Physics Letters, 104A, (1984), 146-148]

K. Hane, T. Goto and S. Hattori
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羽根　一博

9) Direct observation of double diffraction patterns. [Optics and Laser Technology, 16, (1984), 307-310]

K. Hane and S. Hattori

10) Moire displacement measurement technique for a linear encoder. [Optics and Laser Technology, 17, (1985),
89-95]

K. Hane, Y. Uchida and S. Hattori

11) MOIRE SIGNALS IN REFLECTION. [Optics Communications, 54, (1985), 207-211]

V.T. CHITNIS, Y. UCHIDA, K. HANE and S. HATTORI

12) Tilt-insensitive film thickness measurement using a double twin-path interferometer. [Optics and Laser
Technology, 17, (1985), 208-212]

K. HANE, K. YONEDA and S.HATTORI

13) EXCITATION FUNCTIONS OF CdIII 4d85s2 (BEUTLER) STATES BY ELECTRON IMPACT ON Cd
ATOMS. [Physics Letters, 114A, (1986), 201-202]

S. INABA, K.HANE and T. GOTO

14) Double Twin Path Interferometer for Thin Film Thickness Measurement. [Japanese J. of Appl. Physics, 25,
(1986), 1078-1083]

V.T.CHITNIS, Y.Uchida, K.Hane, K.Yoneda and S.Hattori

15) Direct excitation cross sections of ZnII states excited by electron-Zn-atom collisions. [J. of Physics B: Atomic
and Molecular Physics, 19, (1986), 1371-1376]

S. Inaba, K. Hane and T. Goto

16) Measurements of very low gas flow velocities by photothermal deflection spectroscopy. [Appl. Optics, 25,
(1986), 3247-3252]

Y.X. Nie, K. Hane and R. Gupta

17) Imaging with rectangular transmission gratings. [Journal of the Optical Society of America A, 4, (1987),
706-711]

K. Hane and C.P. Grover

18) Magnified grating images used in displacement sensing. [Applied Optics, 26, (1987), 2355-2359]

Kazuhiro Hane and Chander P.Grover

19) Lau effect in reflection. [Journal of Modern Optics, 34, (1987), 1481-1490]

K. HANE and S. HATTORI and C.P.GROVER

20) Photothermoelastic probing for a clamped plate sample. [Appl. Optics, 27, (1988), 386-392]

Kazuhiro Hane, Tetsuo Kanie and Shuzo Hattori

21) Photo-thermoelastic mechanical beam chopper at a low frequency. [Review of Scientific Instruments, 59,
(1988), 655-656]

K. Hane, T. Kanie and S. Hattori

22) Photothermoelastic imaging at a flexural resonance frequency of a clamped plate sample. [J. of Appl. Physics,
64, (1988), 2229-2232]

K. Hane, T. Kanie and S. Hattori

23) Photothermoelastic inspection of soldered connections. [Appl. Optics, 27, (1988), 3965-3967]

Kazuhiro Hane and Shuzo Hattori

24) Noncontact tension sensing by the photothermoelastic effect. [Optics Letters, 13, (1988), 550-552]

K. Hane and S. Hattori
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25) インコヒーレント照明におけるグレーティングイメージングを用いた精密変位測定. [日本機械学会論文集（Ｃ
編）, 54, (1988), 2487-2490]

羽根一博，伊藤 孝，服部秀三

26) Photothermal bending of a layered sample in plate form. [Applied Optics, 29, (1990), 145-150]

Kazuhiro Hane and Shuzo Hattori

27) A remote pressure sensing technique by using the photothermal bending effect. [Review of Scientific
Instruments, 61, (1990), 2692-2695]

K. Hane, Y. Inahara and T. Goto

28) Moire signals by the photoacoustic effect. [Optics Letters, 15, (1990), 1318-1320]

K. Hane, S. Watanabe, S. Hattori and T. Goto

29) Resonance freqrency shifts of a photothermal vibration in vacuum. [J. of Vacuum Sci. & Tech. A, 9, (1991),
2138-2139]

S. Inaba and K. Hane

30) Resonance frequency of a photothermal vibration for a polyethylene thin plate in medium vacuum region. [J.
of vacuum Sci. & Tech. A, 9, (1991), 3173-3174]

S. Inaba and K. Hane

31) Photothermoelastic evaluation for small mechanical structures. [Applied Optics, 30, (1991), 72-78]

Kazuhiro Hane, Takashi Naito, and Shuzo Hattori

32) 円形回折格子のレーザ回折光を用いた基準位置検出法. [精密工学会誌, 57, (1991), 280-285]

伊藤昌文，河口寿夫，羽根一博，松田文夫，後藤俊夫

33) 十字回折ビームを用いた基準点の方向検出法. [計測自動制御学会論文集, 27, (1991), 368-370]

伊藤昌文，羽根一博，松田文夫，内川嘉樹，服部秀三

34) リソグラフィ · マークのレーザー回折光を用いた位置姿勢の検出法. [計測自動制御学会論文集, 27, (1991),
1188-1190]

伊藤昌文，河口寿夫，羽根一博，松田文夫，後藤俊夫

35) フォトサ-マル効果を用いた近接距離検出法. [精密工学会誌, 58, (1992), 139-144]

伊藤昌文，羽根一博，松田文夫，後藤俊夫

36) 光熱弾性法によるはんだ接合部評価法の研究. [精密工学会誌, 58, (1992), 343-348]

斉藤雄之，羽根一博

37) Pressure dependence of the resonance frequency for a photothermal vibration of a thin circular glass plate in
vacuum. [Vacuum, 43, (1992), 291-292]

S. Inaba and K. Hane

38) Photothermal vibration for a membrane in water. [J. of Appl. Physics, 71, (1992), 3631-3632]

Seiki Inaba and Kazuhiro Hane

39) Optical sensing for pressure in a medium vacuum region by using the drum effect. [Appl. Optics, 31, (1992),
2969-2970]

Seiki Inaba and Kazuhiro Hane

40) Application of Photothermal Vibration to a Diaphragm Manometer in a Medium-Vacuum Region. [Japanese
J. of Appl. Physics, 31, (1992), 2644-2645]

Seiki INABA and Kazuhiro HANE

41) Force microscope using a twin-path interferometer. [Journal of Vacuum Science & Technology B, 10, (1992),
1-5]
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S. Watanabe, K. Hane and T. Goto

42) ディジタル信号処理 FMヘテロダイン干渉法による近距離検出. [精密工学会誌, 58, (1992), 1005-1010]

伊藤昌文，羽根一博，松田文夫，後藤俊夫

43) Liquid density sensing by using a photothermal vibration. [Sensors and Actuators A, 33, (1992), 163-166]

Seiki Inaba and Yoshiki Okuhara, kazuhiro Hane

44) Frequency shift on a micromachined resonator excited photothermally in vacuum. [Review of Scientific
Instruments, 63, (1992), 3781-3782]

K.Hane and T.Iwatuki, S.Inaba, S.Okuma

45) A compact interferometer using moire effect for the phase compensation. [Review of Scientific Instruments,
63, (1992), 3856-3861]

S.Watanabe and K.Hane, T.Goto

46) Excitation of a progressive plate wave by the photothermal effect. [Sensors and Actuators A, 35, (1992),
87-91]

T. Iwatsuki, K. Hane and S. Okuma

47) フォース顕微鏡の荷重-たわみ曲線を用いたマイクロメカニカル構造の弾性評価法. [電気学会論文誌Ａ, 112,
(1992), 979-986]

鳥井昭宏，佐々木実，羽根一博，大熊繁

48) Dependence of Resonance Frequency of a Membrane Vibrated Photothermally on Pressure and Geometry in a
Low-Vacuum Region. [Japanese J. of Appl. Physics, 32, (1993), 1001-1004]

Seiki INABA and Kazuhiro HANE

49) Analysis of the resonance characteristics for a cantilever vibrated photothermally in a liquid. [J. of Appl.
Physics, 73, (1993), 2654-2658]

Seiki Inaba, Kenya Akaishi and Takahiro Mori, Kazuhiro Hane

50) Photothermal vibration for a cantilever placed near a planar wall in low-vacuum region. [Vacuum, 44, (1993),
599-601]

S. Inaba, K. Akaishi and T. Mori, K. Hane

51) Electrostatic force microscope imaging analyzed by the surface charge method. [J. of Vacuum Sci. & Tech. B,
11, (1993), 1774-1781]

S. Watanabe and K. Hane, T. Ohye, M. Ito and T. Goto

52) Dynamic mode force microscopy for the detection of lateral and vertical electrostatic forces. [Applied Physics
Letters, 63, (1993), 2573-2575]

S. Watanabe and K. Hane, M. Ito and T. Goto

53) Miniature actuator driven photothermally using a shape-memory alloy. [Review of Scientific Instruments, 64,
(1993), 1633-1635]

S. Inaba and K. Hane

54) 共通光路型光ヘテロダイン干渉計を用いた走査型力顕微鏡. [精密工学会誌, 59, (1993), 1853-1858]

日野元人，佐々木実，藤田一彦，別所芳則，羽根一博，大熊繁

55) The Feasibility of a Precise Linear Displacement Encoder Using Multiple Probe Force Microscope. [Interna-
tional Journal of The Japan Society for Precision Engineering, 27, (1993), 367-372]

Akihiro TORII, Minoru SASAKI, Kazuhiro HANE and Shigeru OKUMA

56) Adhesion of microstructures investigated by atomic force microscopy. [Sensors and Actuators A, 40, (1994),
71-76]

Akihiro Torii, Minoru Sasaki, Kazuhiro Hane and Shigeru Okuma
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57) Nanometer-scale pit formation by scanning tunneling microscopy on graphite surface and tip current
measurements. [J. of Applied Physics, 75, (1994), 1228-1230]

Tsukasa Abe, Kazuhiro Hane and Shigeru Okuma

58) Adhesive force distribution on microstructures investigated by an atomic force microscope. [Sensors and
Actuators A, 44, (1994), 153-158]

Akihiro Torii, Minoru Sasaki, Kazuhiro Hane and Shigeru Okuma

59) Shape of the cantilever deflection for the atomic force microscope in force curve measurements. [Review of
Scientific Instruments, 65, (1994), 1930-1934]

Minoru Sasaki, Kazuhiro Hane, Shigeru Okuma and Yoshinori Bessho

60) Two-directional dynamic mode force microscopy : Detection of directional force gradient. [Journal of Vacuum
Science & Technology B, 12, (1994), 1577-1580]

S.Watanabe and K.Hane, M.Ito and T.Goto

61) Improved differential heterodyne interferometer for atomic force microscopy. [Review of Scientific Instruments,
65 (12), (1994), 3697-3701]

Minoru Sasaki, Kazuhiro Hane, Shigeru Okuma, Motohito Hino and Yoshinori Bessho

62) Temperature Dependence of Resonance Frequency of Shape- Memory Alloy Vibrated Photothermally.
[Japanese Journal of Applied Physics, 33, (1994), 5064-5066]

Seiki INABA, Hironori KUMAZAKI, Masahiro HORIBE and Kazuhiro HANE

63) Scanning force microscope technique for adhesion distribution measurement. [Journal of Vacuum Science &
Technology, B13, (1995), 350-354]

Minoru Sasaki, Kazuhiro Hane, Shigeru Okuma and Akihiro Torii

64) Ultrasonic atomization of DNA solution for atomic force microscopy. [Journal of Vacuum Science & Technology,
B13, (1995), 355-360]

Minoru Sasaki, Shigeru Okuma, Keizou Miyata, Kazuhiro Hane and Yutaka Takeda

65) Characteristics of dc-voltage surface modification of graphite using scanning tunneling microscope. [Interna-
tional Journal of the Japan Society for Precision Engineering, 29, (1995), 123-127]

Tukasa Abe, Kazuhiro Hane and Shigeru Okuma

66) 半導体パルスレーザを用いた微小振動分布の縞走査干渉画像計測. [計測自動制御学会論文集, 31, (1995), 454-460]

中野 健， 吉田博樹， 羽根一博， 大熊 繁， 江口 正

67) Photothermal vibration of fiber core for vibration-type sensor. [Japanese Journal of Applied Physics, 34,
(1995), 2018-2021]

Seiki Inaba, Hironori Kumazaki and Kazuhiro Hane

68) A double-focus lens interferometer for scanning force microscopy. [Review of Scientific Instruments, 66, (1995),
3182-3185]

Kazuya Goto, Minoru Sasaki and Shigeru Okuma Kazuhiro Hane
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羽根一博

40) 光通信用ナノマシン. [OPTRONICS, 27 (319), (2008), 153-158]

羽根一博, 金森義明, 高橋一法

41) 光MEMSの新展開. [光アライアンス, (2010), 1-4]

羽根一博

42) MEMS可動型シリコン細線カプラー導波路スイッチ. [光技術コンタクト, 49 (8), (2011), 4-8]

羽根一博, 金森義明, 池田太郎, 秋浜祐太

43) 超小型アクチュエータを用いた光導波路カプラスイッチ. [日本機械学会誌, 115 (1128), (2012), 40-40]

羽根一博

44) 実用化が進むMEMSマイクロミラー. [日本機械学会誌, 116 (1130), (2013), 43-46]

羽根一博, 佐々木敬

45) 超低消費電力シリコン光導波路スイッチ. [ケミカルエンジニヤリング, (2015), 16-20]

羽根一博

46) MEMSミラーを用いた共焦点センサー. [OPTRONICS, (2), (2016), 62-66]

佐々木敬, 羽根一博

47) MEMSミラーの研究と光センサへの応用. [光アライアンス, 27 (9), (2016), 38-42]

佐々木敬, 羽根一博
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羽根　一博

48) 自動車用MEMS光スキャナの研究動向. [自動車技術, 71, (2017), 18-23]

羽根一博

49) 車載用MEMS光スキャナの基礎と研究開発状況. [車載テクノロジー, 4 (6), (2017), 71-74]

羽根一博

50) 自動運転用光センサのためのMEMSスキャナの研究動向と設計方針. [OPTRONICS, (5), (2018), 73-77]

羽根一博

51) LiDARのレーザー走査用MEMSミラーの最新技術：ラスターおよび全方向スキャナの設計から試作まで. [光技
術コンタクト, 58 (678), (2020), 38-44]

羽根一博, 佐々木敬
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